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Abstract A Photoacoustic Effect is a phenomenon in which the acoustic waves ar巴E巴n巴rat巴dby the 
irradiation of th巴laserlight modulat巴dby th巴sup巴rsonicwave frequ巴ncy.A Defect d巴t巴ctionusing the 
pbotoacoustic ef，巴cthas b巴巴nstudied. A semiconductor laser which has a pow巴rof 10mW and is 
modulat巴dby 40kHz is used as a light source. Though th巴photoacousticsignal is very low in this case， a 
small defect which has a diameter of about 1.5mm can be detected by finding the prop巴rcondition of an 
acoustic sensor which d巴t巴ctsthe photoa∞ustic signal. It has a high resolution in defect detection and 
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図12 欠陥検出 (e=0' ) 
20 
う原因としては、内部を伝わる超音波は拡がりをも
ち、欠陥から少し離れたところでも超音波がすぐ近
くにある欠陥で反射されて信号が増加するためであ
ると考えられる。この結果から、隣接した欠陥が存
在しても 0.2[mm]程度の隙聞があれば分解検出も可
能であると予測される。
6.総括
本研究ではレーザの光音響効果を利用して物質
内部の欠陥を非破壊、非接触で検出することを目的
とした。物質の内部検査を行う場合、一般には光源
として YAGレーザや CO2レーザのような比較的出
力の大きいレーザを用いているが、本研究の結果か
ら、小型で出力の小さい半導体レーザを用いること
でも十分に物質内部の欠陥を検出することが可能で
あることカtわかった。
実用化されている超音波探傷器では欠陥検出の
分解能は波長の 1/2程度までであり、小さな欠陥を
検出するためには数百kHz以上の高周波を使用し
なければならない。本実験では 40[kHz]で直径
1.5 [mm]程度の欠陥が検出できるので、超音波のみ
の場合に比べると周波数が低いにも関わらず分解能
は非常に高い。また、隣接した欠陥を検出する場合、
それぞれの欠陥信号の半値幅が確認できれば分解検
出も可能であることがわかった。空間的分解能が非
常に高い一番の要因は、レーザ光をスポットt:集光
して試料に照射することにより、超音波の発生源を
ほぼ一点にしていることである。
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